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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 
 
 
 

Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 ze zm.), przekazuje informacje  
z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1)  ustawy Pzp pt.” Dostawa 
urządzenia do osadzania metalizacji PVD”, które odbyło się w dniu 23.05.2025 r. o godz. 
11:00. 
 
 
Zamawiający dokonał otwarcia następujących ofert: 
 

Lp. Nazwa Cena  

1. Kurt J Lesker Company GmbH 

Fritz-Schreiter-Str. 18 

01259 Drezno 

Niemcy 

 

 

258 383,44 USD (netto) 

2.  Technolutions Spółka z ograniczoną 

Odpowiedzialnością 

ul. Wiejska 7 

99-400 Łowicz 

 

1 090 000,00 PLN (netto) 

1 340 700,00 PLN (brutto) 

 

 


